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Experimenteller Aufbau
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ECR-lonenquelle

lonentrajektorien fur verschiedene Dichten (Simulation)
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Strome in Abhangigkeit
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Diagnostik 1: Langmuir-Sonden
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Diagnostik 1: Langmuir-Sonden
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Plasma Potential (V)

Plasma ion density (m” 3)
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Plasma electron density (m” 3)
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Diagnostik 2: Gegenfeld-Energieanalysator
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Diagnostik 2: Gegenfeld-Energieanalysator
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Diagnostik 2: Gegenfeld-Energieanalysator
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Diagnostik 2: Gegenfeld-Energieanalysator
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Diagnostik 3: Thermo-Sonde
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Diagnostik 3: Thermo-Sonde
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Diagnostik 3: Thermo-Sonde
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Diagnostik 4: fallende Mikropartikel
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Diagnostik 4: fallende Mikropartikel
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Diagnostik 4: fallende Mikropartikel
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Zusammenfassung
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Zusammenfassung

» ebene Langmuir-Sonde:
Plasmapotential, Elektronentemperatur, Plasmadichten,
lonenstromdichte
» Gegenfeld-Energieanalysator:
lonenenergieverteilung, lonenstromdichte
* Thermo-Sonde:
gesamte Energiestromdichte
* Fallende Mikropartikel:

Impulsstromdichte
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